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Задания и иные материалы, необходимые для оценки
 сформированности компетенций

Оценка сформированности   компетенций по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии» производится на основе текущего и промежуточного контроля. 

Задания для текущего контроля приведены в разделах  6, 7 и 8 рабочей программы (семестр 4: лабораторных работ 6) . 
Контрольные вопросы к лабораторным работам
4 семестр
Лабораторная работа №1 Изучение структуры потоков в аппаратах и ее влияние на процесс теплопередачи. 

1. Что понимают под структурой потока в аппарате?

2. Какими величинами можно охарактеризовать структуру потока?

3. Какой смысл имеет функция распределения времени пребывания элементов потока в аппарате?

4. Какие модели структуры потоков вам известны? Какие допущения заложены в каждой из них?

5. В чем состоит метод исследования структуры потоков с помощью индикатора?

6. Как по кривой отклика можно получить значения параметров модели?

7. Для чего применяются знания о структуре потоков в аппарате?

8. В чем заключаются цели исследования структуры потоков?

9. Что представляют собой экспериментальные установки?

10. В чем заключается методика проведения эксперимента?

11. Каковы цели и этапы первичной обработки экспериментальных данных?

12. Каковы цели и алгоритм обработки экспериментальных данных на ЭВМ?

13. Что следует проанализировать, получив результаты исследования?

14. В чем состоят цели моделирования теплопередачи?

15. В чем заключаются сложности строгого теоретического подхода для определения поля температуры в трубе?

16. Какие упрощения предусматриваются каждой моделью?

17. Каковы основные этапы работы?

18. Что следует проанализировать по результатам моделирования?

Лабораторная работа №2 Изучение процесса массоотдачи при растворении твердого вещества в аппарате с механическим перемешиванием

1. Что называется массоотдачей и массопередачей? Запишите уравнение массоотдачи.

2. В чем заключается физический смысл коэффициента массоотдачи?

3. От чего может зависеть коэффициент массоотдачи?

4. Что такое диффузионный пограничный слой?

5. В чем заключаются приближения пленочной модели массоотдачи?

6. Что характеризуют числа диффузионного подобия Nu'   и  Pr'?

7. Сформулируйте условия, для которых могут быть использованы полученные Вами критериальные уравнения.

Лабораторная работа №3 Изучение процесса ректификации:

1. Дайте определение перегонки, дистилляции, ректификации. В чем принципиальное отличие дистилляции от ректификации?

2. Какие допущения и для чего обычно используются при расчете ректификации?

3. Что называется теоретической ступенью изменения концентрации (теоретической тарелкой) и высотой эквивалентной теоретической ступени?

4. Дайте определение числа и высоты единиц переноса.

5. Поясните схему лабораторной установки.

6. Какой состав дистиллята получился бы при условиях проведенного эксперимента, если вместо ректификационной установки использовалась дистилляционная?

Лабораторная работа №4 Компьютерный тренажерный комплекс T-Soft «Газофракционирующая установка»
1. Назначение область применения колонных аппаратов

2. Классификация колонных аппаратов

3. Классификация тарельчатых колонных аппаратов

4. Тарелки барбатажного типа, устройство, принцип действия, особенности монтажа и эксплуатации

5. Тарелки провального типа, устройство, принцип действия, особенности монтажа и эксплуатации

6. Тарелки колпачкового типа, устройство, принцип действия, особенности монтажа и эксплуатации

7. Тарелки клапанного типа, устройство, принцип действия, особенности монтажа и эксплуатации

8. Насадные колонны, устройство, принцип действия, особенности гидродинамики движения сред, особенности монтажа и эксплуатации
9. Какие ограничения или недостатки могут возникнуть при работе с Т-софт?

10. Приведите примеры реального применения тренажерного комплекса Т-софт.

11. Какие результаты можно достичь с помощью данного комплекса?

12. Как организована техническая поддержка пользователей Т-софт?
13. Типы насадок, область применения, особенности размещения и обслуживания

14. Конструкции отстойных устройств в колонных аппаратах

15. Узлы ввода сырья, устройство, принцип действия

16. Методика инженерного расчета колонных аппаратов

17. Определение основных конструктивных размеров колонных аппаратов
18. Какие параметры и как изменяются при уменьшении/увеличении нагрева колонны и почему?

19.  Насколько можно понизить температуру в кубе и минимальный расход пара в теплообменники Т-1-1 и Т-1-2, чтобы содержание С3 в кубе К-1-1 при этом соответствовало норме?
Лабораторная работа№ 5 Разбор технологических ситуаций процесса ректификации на тренажере Т-софт
1. Что представляет собой тренажерный комплекс Т-софт?

2. Какие основные цели и задачи решает тренажерный комплекс?

3. В каких областях применяется Т-софт?

4. Какие данные или параметры можно отслеживать в процессе работы с комплексом?

5. Как устроен интерфейс пользователя в Т-софт?

6. Какие элементы управления доступны пользователю?

7. Как осуществляется настройка параметров тренажера?

8. Какие преимущества использования Т-софт по сравнению с другими тренажерными комплексами?

Лабораторная работа №6  Основы и принцип работы на тренажерном комплексе Т-софт
1. Какие материальные потоки представлены на технологической схеме?

2. Назовите параметры конкретного технологического потока.

3. Что относится к основному, а что к вспомогательному оборудованию в данной технологической схеме?

4. Назовите состав и температуру данного материального потока.

5. Где по вашему мнению необходимо установить контрольные точки измерения температуры?

6. Найдите на технологической схеме емкости. Какие продукты в них хранятся? 

7.  На какие параметры процесса влияет изменение количества орошения и почему именно так? 

8. Как пронаблюдать за изменениями этих параметров (какие приборы, где они установлены)? 

9. Какие параметры и как изменяются при уменьшении/увеличении нагрева колонны и почему?

10. При каких значениях уровня срабатывает сигнализация? 

11. Какие блокировки срабатывают при достижении минимального уровня?
Критерии оценки лабораторных работ
При подготовке к лабораторной работе по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии» в 4 семестре студент должен выполнить следующие виды работ:  

	Виды работ
	Минимальный балл
	Максимальный балл

	Самостоятельная проработка теоретического материала к лабораторной работе
	7
	12

	Ознакомление с установкой, прибором, методикой выполнения лабораторной работы
	7
	12

	Выполнение необходимого эксперимента
	7
	12

	Обработка результатов исследования, построение графиков
	7
	12

	Анализ результатов исследования и вывод по работе
	8
	12

	ИТОГО :
	36
	60
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Экзаменационный билет № 1
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Упрощенные модели массоотдачи.

2. Непрерывная бинарная ректификация: материальный баланс, допуще​ния, рабочие линии, минимальное и оптимальное флегмовые числа, тепловой баланс.
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Экзаменационный билет № 2
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Массообмен. Фазовые равновесия. Уравнения материального баланса, рабочих и равновесных линий.

2. Экстрактивная и азеотропная ректификация. Схемы установок.
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Экзаменационный билет № 3
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Модификации уравнений массопередачи: основное уравнение массопе​редачи, объемные коэффициенты массоотдачи и массопередачи, число и высота единиц переноса.

2. Ректификация. Схемы установок непрерывной и периодической ректификации.
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Экзаменационный билет № 4
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Аналогия тепло- и массообмена. Классификация и основы расчета массообменных аппаратов.

2. Особенности периодической ректификации. Ректификация многокомпонентных смесей. Экстрактивная и азеотропная рек​тификация.
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Экзаменационный билет № 5
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Абсорбция. Общие сведения, схема установки. Равновесие при абсорб​ции, закон Генри.

2. Непрерывная бинарная ректификация: материальный баланс.
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Экзаменационный билет № 6
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Абсорбция. Прямоток и противоток: уравнения рабочих линий, минимальный и оптимальный расход абсорбента.

2. Непрерывная бинарная ректификация: допущения, рабочие линии, минимальное и оптимальное флегмовые числа.
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Экзаменационный билет № 7
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Конструкции абсорберов.

2. Перегонка. Общие сведения. Равновесие в системе пар – жидкость, за​кон Рауля.
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Экзаменационный билет № 8
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Эффективность по Мерфри, аналитический и графический способы определения числа тарелок.

2. Простая перегонка, перегонка с дефлегмацией, схемы установок.
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Экзаменационный билет № 9
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Непрерывная бинарная ректификация: тепловой баланс.

2. Классификация и конструкции барабанных сушилок.
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Экзаменационный билет № 10
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Экстракция. Общие сведения. Схема установки, равновесие в системе жидкость – жидкость.

2. Параметры влажного воздуха, диаграмма состояния, изображение процессов.
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Экзаменационный билет № 11
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Одноступенчатая экстракция, материальный баланс, рабочая линия.

2. Равновесие при сушке, формы связи влаги с материалом.
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Экзаменационный билет № 12
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Многоступенчатая и противоточная непрерывные экстракции. Конструкции жидкостных экстракторов.

2. Материальный и тепловой балансы, линия реальной сушки.
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Экзаменационный билет № 13
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Кинетика процесса сушки. Классификация и конструкции камерных, ленточных и петлевых конвективных сушилок.

2. Адсорбция. Общие сведения. Равновесие при адсорбции.
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Экзаменационный билет № 14
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Понятие «температура точки росы» и температура мокрого термометра» и определение их по диаграмме влажного воздуха. Потенциал сушки.

2. Классификация и конструкции адсорберов.
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Экзаменационный билет № 15
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Сублимационная сушка.

2. Кинетика процесса адсорбции, схемы и стадии процесса адсорбции.
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Экзаменационный билет № 16
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Особенности равновесия и массопередачи в процессе абсорбции. Схема процесса абсорбции.

2. Равновесие при сушке, формы связи влаги с материалом. Конструкции конвективных сушилок непрерывного действия.
Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 17
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Ректификация многокомпонентных смесей. Выбор точки питания при непрерывной ректификации.

2. Ионообменные процессы. Работа ионообменных аппаратов.

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 18
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Кристаллизация. Общие сведения. Равновесие в системе кристалл – раствор.

2. Аналитические методы определения числа тарелок, высоты и диаметра тарельчатых и насадочных аппаратов.

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 19
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Механизмы переноса массы. Коэффициент молекулярной диффузии.

2. Статическая и динамическая активность адсорбента.

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 20
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Механизмы переноса массы. Коэффициент молекулярной диффузии.

2. Статическая и динамическая активность адсорбента.

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 21
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Первый закон Фика. Второй закон Фика.

2. Классификация и конструкция адсорберов.
Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 22
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Графические методы определения числа единиц переноса и высоты массообменного аппарата.

2. Применяемые адсорбенты. Выбор адсорбента. Схема адсорбера с неподвижным слоем адсорбента.

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 23
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Равновесие при абсорбции, закон Генри, закон Дальтона.

2. Физические основы кристаллизации. Изотермическая и изогидрическая кристаллизация.

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 24
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Модификации уравнений массопередачи: основное уравнение массопе​редачи, объемные коэффициенты массоотдачи и массопередачи.

2. Сушка инфракрасными тепловыми лучами и токами высокой частоты.

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 25
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Схема абсорбционно-десорбционной установки. 

2. Направление перехода массы при сорбции и десорбции. Хемосорбция.

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 26
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Флегма. Выбор флегмового числа. Минимальное и рабочее флегмовые числа. Способы определения оптимального числа флегмы.

2. Основные конструкции абсорберов. Выбор конструкции абсорбера.
Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 27
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Конструкции жидкостных экстракторов. 

2. Перегонка. Общие сведения. Равновесие в системе пар – жидкость, за​кон Рауля.

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 28
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Периодическая ректификация: материальный баланс, допущения, рабочие линии, минимальное и оптимальное флегмовые числа, теп​ловой баланс.

2. Конструкции аппаратов для растворения (система твердое тело-жидкость).

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 29
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Сушилки с кипящем «слоем», пневматическая, аэрофонтанная сушилки.

2. Равновесие при адсорбции. Понятие «сорбционная волна», «фронт сорбции», «время защитного действия адсорбента».
Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
Профиль подготовки: Программная инженерия киберфизических систем 
Семестр   4
УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой _____________  А.В.Клинов

«___» __________20__ г.

Экзаменационный билет № 30
по дисциплине «Дополнительные главы процессов и аппаратов химической технологии»

1. Выбор растворителя «экстрагента». Конструкции жидкостных экстракторов.

2. Равновесие в системе пар-жидкость, закон Рауля.

Критерии оценки экзамена
Процедура оценивания знаний в БРС промежуточный контроль на экзамене 4 семестр
	Цифровое и словесное выражение оценки
	Выражение в баллах БРС
	Описание примерной шкалы оценочных средств с позиций БРС

	5 (отлично)
	от 87 до 100 итог, от 35 до 40 баллов на экзамене 


	Вопрос 1. Свободно владеет материалом. 

Вопрос 2. Свободно владеет материалом. 


	17-20
18-20
Итого: 35-40

	4 (хорошо )


	 от 73 до 86  итог, от 29 до 34 баллов на экзамене
	Вопрос 1. Не свободно/свободно владеет материалом .

Вопрос 2. Не свободно/свободно владеет материалом. 


	14-17
15-17
Итого: 29-34

	3 (удовлетворительно) 


	от 60 до 72 итог, 

от 24 до 28 балла на экзамене
	Вопрос 1. Не свободно/свободно владеет материалом.

Вопрос 2. Не свободно/свободно владеет материалом. 
	12-14
12-14
Итого: 24-28 


